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本发明主要涉及一种内径检测机构，包括底

盘，底盘上设有导轨，导轨两端对称设有滑块一

和滑块二；滑块一和滑块二上分别安装有测头一

和测头二；底盘上设有气缸一，气缸一驱动连接

滑块一，进而带动测头一移动；在滑块一上，靠近

气缸一的一端设有位移块一，位移块一随滑块一

运动，导轨上方设有支架，支架上设有位移传感

器一，位移传感器一用于检测位移块一移动位置

数据；对称的，底盘上设有气缸二，气缸二驱动连

接滑块二，进而带动测头二移动；在滑块二上，靠

近气缸二的一端设有位移块二，位移块二随滑块

二运动，支架上设有位移传感器二，位移传感器

二用于检测位移块二移动位置数据；该设计结构

巧妙，极大的提高了检测效率，检测精度高。
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1.一种内径检测机构，其特征在于：包括底盘，底盘上设有导轨，导轨两端对称设有滑

块一和滑块二，滑块一和滑块二能够在导轨上滑动；滑块一和滑块二上分别安装有测头一

和测头二，测头一和测头二用于接触检测零件的内径壁；底盘上设有气缸一，气缸一驱动连

接滑块一，进而带动测头一移动；在滑块一上，靠近气缸一的一端设有位移块一，位移块一

随滑块一运动，导轨上方设有支架，支架上设有位移传感器一，位移传感器一与位移块一对

应安装，位移传感器一用于检测位移块一移动位置数据；

对称的，底盘上设有气缸二，气缸二驱动连接滑块二，进而带动测头二移动；在滑块二

上，靠近气缸二的一端设有位移块二，位移块二随滑块二运动，支架上设有位移传感器二，

位移传感器二与位移块二对应安装，位移传感器二用于检测位移块二移动位置数据；

工作时，气缸一与气缸二同步驱动，通过位移传感器一和位移传感器二测得数据，进而

实现内径检测。

2.根据权利要求1所述的一种内径检测机构，其特征在于：测头一和测头二处于同一直

线位置。

3.根据权利要求1所述的一种内径检测机构，其特征在于：支架上还设有限位杆一，限

位杆一安装于位移传感器一侧边，且限位杆一与位移块一位置对应；限位杆一用于对位移

块一移动距离的限制；对称的，支架上还设有限位杆二，限位杆二用于对位移块二移动距离

的限制。
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一种内径检测机构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种内径检测机构，属于检测设备技术领域。

背景技术

[0002] 在机械生产中，生产的盘类、管类零件为保证精度要求，产品需要进行内径检测；

现有的内径检测大多是通过人工使用内径千分尺进行测量，人工检测效率低，精度不高。

发明内容

[0003] 为解决上述问题，本发明提供了一种内径检测机构，该设计结构巧妙，极大的提高

了检测效率，检测精度高。

[0004] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种内径检测机构，包括底盘，底盘上设有导轨，导轨两端对称设有滑块一和滑块二，

滑块一和滑块二能够在导轨上滑动；滑块一和滑块二上分别安装有测头一和测头二，测头

一和测头二用于接触检测零件的内径壁；底盘上设有气缸一，气缸一驱动连接滑块一，进而

带动测头一移动；在滑块一上，靠近气缸一的一端设有位移块一，位移块一随滑块一运动，

导轨上方设有支架，支架上设有位移传感器一，位移传感器一与位移块一对应安装，位移传

感器一用于检测位移块一移动位置数据；

对称的，底盘上设有气缸二，气缸二驱动连接滑块二，进而带动测头二移动；在滑块二

上，靠近气缸二的一端设有位移块二，位移块二随滑块二运动，支架上设有位移传感器二，

位移传感器二与位移块二对应安装，位移传感器二用于检测位移块二移动位置数据；

工作时，气缸一与气缸二同步驱动，通过位移传感器一和位移传感器二测得数据，进而

实现内径检测。

[0005] 所述的测头一和测头二处于同一直线位置。

[0006] 所述的支架上还设有限位杆一，限位杆一安装于位移传感器一侧边，且限位杆一

与位移块一位置对应；限位杆一用于对位移块一移动距离的限制；对称的，支架上还设有限

位杆二，限位杆二用于对位移块二移动距离的限制。

[0007] 本发明具有如下有益效果：

一种内径检测机构，包括底盘，底盘上设有导轨，导轨两端对称设有滑块一和滑块二，

滑块一和滑块二能够在导轨上滑动；滑块一和滑块二上分别安装有测头一和测头二，测头

一和测头二用于接触检测零件的内径壁；底盘上设有气缸一，气缸一驱动连接滑块一，进而

带动测头一移动；在滑块一上，靠近气缸一的一端设有位移块一，位移块一随滑块一运动，

导轨上方设有支架，支架上设有位移传感器一，位移传感器一与位移块一对应安装，位移传

感器一用于检测位移块一移动位置数据；

对称的，底盘上设有气缸二，气缸二驱动连接滑块二，进而带动测头二移动；在滑块二

上，靠近气缸二的一端设有位移块二，位移块二随滑块二运动，支架上设有位移传感器二，

位移传感器二与位移块二对应安装，位移传感器二用于检测位移块二移动位置数据；
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工作时，气缸一与气缸二同步驱动，同步带动测头一和测头二去接触零件的内径壁，通

过位移传感器一和位移传感器二测得的数据，经中央处理器计算，实现内径检测；该设计结

构巧妙，极大的提高了检测效率，检测精度高。

附图说明

[0008] 图1为本发明的立体图；

图2为本发明的俯视图；

图3为本发明局部的立体图；

图4为本发明局部的俯视图。

[0009] 图中标号：1、底盘；2、导轨；3、滑块一；4、滑块二；5、测头一；6、测头二；7、气缸一；

8、位移块一；9、支架；10、位移传感器一；11、气缸二；12、位移块二；13、位移传感器二；14、限

位杆一；15、限位杆二。

具体实施方式

[0010] 如图1、2、3、4所示，一种内径检测机构，包括底盘1，底盘1上设有导轨2，导轨2两端

对称设有滑块一3和滑块二4，滑块一3和滑块二4能够在导轨2上滑动；滑块一3和滑块二4上

分别安装有测头一5和测头二6，测头一5和测头二6用于接触检测零件的内径壁；底盘1上设

有气缸一7，气缸一7驱动连接滑块一3，进而带动测头一5移动；在滑块一3上，靠近气缸一7

的一端设有位移块一8，位移块一8随滑块一3运动，导轨2上方设有支架9，支架9上设有位移

传感器一10，位移传感器一10与位移块一8对应安装，位移传感器一10用于检测位移块一8

移动位置数据；

对称的，底盘1上设有气缸二11，气缸二11驱动连接滑块二4，进而带动测头二6移动；在

滑块二4上，靠近气缸二11的一端设有位移块二12，位移块二12随滑块二4运动，支架9上设

有位移传感器二13，位移传感器二13与位移块二12对应安装，位移传感器二13用于检测位

移块二12移动位置数据；

工作时，气缸一7与气缸二11同步驱动，同步带动测头一5和测头二6去接触零件的内径

壁，通过位移传感器一10和位移传感器二13测得的数据，经中央处理器计算，实现内径检

测；该设计结构巧妙，极大的提高了检测效率，检测精度高。

[0011] 具体工作过程为：气缸一7驱动滑块一3移动，滑块一3带动测头一5收缩，然后检测

机构进入待检测零件内部，接着气缸一7驱动滑块一3反向移动，滑块一3带动测头一5向外

伸出，直至测头一5头部触碰到零件内径壁停止，在测头一5移动的同时，位移块一8也随滑

块一3同步移动，位移传感器一10实时检测位移块一8的移动位置数据；同理，另一侧的滑块

二4带动测头二6，通过位移传感器二13实时检测位移块二12的移动位置数据；测头一5和测

头二6两边是同步运动的，位移传感器一10、二测得数据后，两边的数据传输至中央处理器，

经中央处理器计算得到零件内径，判断零件内径是否合格。

[0012] 测头一5和测头二6处于同一直线位置，保证检测内径时位置准确。

[0013] 支架9上还设有限位杆一14，限位杆一14安装于位移传感器一10侧边，且限位杆一

14与位移块一8位置对应；限位杆一14用于对位移块一8移动距离的限制，防止位移传感器

一10损坏；对称的，支架9上还设有限位杆二15，限位杆二15用于对位移块二12移动距离的
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限制。
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图1

说　明　书　附　图 1/4 页

6

CN 111595285 A

6



图2
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图3
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图4
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